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Komora do spektralnej analizy emisyjnej próbek roztworowych

Przedmiotem wynalazku jest komora do spektralnej analizy emisyjnej próbek roztworowych.
Analiza spektralna roztworów stosowana jest do oznaczania pierwiastków metalicznych w stopach.
Przeprowadzanie spektralnej analizy emisyjnej próbek roztworowych w strumieniu plazmy zużyciem

zwykłego palnika plazmowego wyposażonego w otwór wlotowy analizowanej próbki, umieszczony w pobliżu
dyszy wylotowej palnika jest utrudnione ze względu na zanieczyszczenia plazmy, wprowadzane przez otaczającą
niekontrolowaną atmosferę zewnętrzną.

Celem wynalazku jest zapewnienie możliwości łatwego dokonywania spektralnej analizy emisyjnej próbek
roztworowych przy użyciu zwykłego palnika plazmowego.

Cel ten osiągnięto przez skonstruowanie komory do spektralnej analizy emisyjnej pr.óbek roztworowych,
stanowiącej nakładkę na dyszę palnika plazmowego, w której w pobliżu gniazda nasadowego dyszy palnika plaz¬
mowego, obok otworu wlotowego dla rozpylonego roztworu analizowanej próbki umieszczony jest otwór wlo¬
towy gazu ochronnego, a po przeciwnej stronie gniazda nasadowego dyszy palnika jest sztywno zamocowana
osłona otwarta do otaczającej atmosfery w kierunku wylotu plazmy, wyposażona w co najmniej jedno okienko
boczne, korzystnie kwarcowe. Osłona otwarta w kierunku wylotu plazmy otoczona jest płaszczem chłodniczym,
korzystnie umieszczonym w pobliżu jej części otwartej do otaczającej atmosfery.

Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony na przykładzie uwidocznionym na rysunku, który przed¬
stawia przekrój wzdłużny komory do spektralnej analizy emisyjnej próbek roztworowych. W pobliżu gniazda
nasadowego 5 dyszy palnika plazmowego znajduje się otwór wlotowy 4 gazu ochronnego. Obok tego otworu
umieszczony jest otwór wlotowy 2 dla rozpylonego roztworu analizowanej próbki, po przeciwnej stronie gniazda
nasadowego 5 zamocowana jest sztywno osłona 1, otwarta do otaczającej atmosfery w kierunku wylotu plazmy.
W osłonie 1 znajduje się boczne okienko kwarcowe 3. W pobliżu otwartej części osłony 1 umieszczona jest
chłodnica wodna. Komorę nasadza się na palnik plazmowy. Do otworów wlotowych 2 i 4 doprowadza się
odpowiednio rozpylony roztwór analizowanej próbki i gaz ochronny, uruchamia się palnik plazmowy i przez
okienko kwarcowe 3 dokonuje się analizy widma wytworzonego w obszarze plazmy wewnątrz komory.

Komora zapewnia pełną kontrolę składu atmosfery otaczającej obszar próbki wzbudzonej strumieniem
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plazmy. Komora nadaje się do przeprowadzania bezpośredniej analizy emisyjnej w zastosowaniu do badań nauko¬
wych i przemysłowych.

Zastrzeżenia patentowe

1. Komora do spektralnej analizy emisyjnej próbek roztworowych stanowiąca nakładkę na dyszę palnika
plazmowego, znamienna tym, że w pobliżu gniazda nasadowego (5) dyszy palnika plazmowego, obok
otworu wlotowego (2) rozpylonego roztworu analizowanej próbki ma otwór wlotowy (4) gazu ochronnego i po
przeciwnej stronie tego gniazda (5) ma sztywno zamocowaną osłonę (1) otwartą w kierunku wylotu plazmy,
wyposażoną w co najmniej jedno okienko boczne (3), korzystnie kwarcowe.

2. Komora według zastrz. 1, znamienna tym, że osłona otwarta w kierunku wylotu plazmy jest
otoczona płaszczem chłodniczym, korzystnie umieszczonym w pobliżu otwartej części osłony.
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